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Diseio, fabricacion y caracterizacion de
dispositivos MEMS Electroacusticos

Microcredencial 3 ECTS (10h aula + 20h lab.)

CATEDRA UPM - INDRA en MICROELECTRONICA
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1. Introduccion a los resonadores - —
aclusticos
2. Técnicas de micromecanizado de B
superficie y volumen
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3. Modelado de resonadores.
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4. Técnicas de aislamiento aciistico. : l
Resonadores SMR y air-gap N/ 1
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5. Fabricacion y caracterizacion de un T UL M SERPEEY
resonador BAW de montaje rigido - ——— -
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6. Fabricacion y caracterizacion de un ,(PRECIO DE LA MATRICULA
resonador SAW 100% GRATUITO. 7 )
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® 13/01/2025 al 19/02/2025 (L y X) de 17:00h a 19:30h
9 SEMIPRESENCIAL. Laboratorios y aulas de la ETSI Telecomunicacion
X{ comunidad.microelectronica@upm.es
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